
 

 

 

 

 

 

 

 

特 徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● このプログラムは、１００ｎｍ程度のオスミウム膜を成膜するための専用プログラムです。 

● ＦＩＢ保護膜等の厚い膜を成膜するためのプログラムです。 

● 成膜回数、成膜時間、オスミウムガスチャージ時間の設定が可能で、１工程での処理が可能です。 

● 完全自動制御により、成膜中は時間を有効に活用できます。 
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ＳＰＧ-20 型 

厚厚膜膜制制御御ププロロググララムム  

HPC-20 型オスミウムコーター専用 

 

装置外観 


